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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

ガスパフ型プラズマフォーカス装置表 題

半導体露光装置，Ｘ線顕微鏡適用製品

空間に孤立したガスを用いたプラズマフォーカス放電により、長寿命で高効率の極端紫

外から軟Ｘ線領域における点光源を提供する。

目 的

プラズマフォーカス装置はプラズマが一点に収束するため，極端紫外から軟Ｘ線領域

の点光源として利用することができる。この装置は従来，ガスを詰めた状態で運転されて

おり，ピンチ時の再放電による入力エネルギーの限界，およびプラズマの大部分が膨張

するためエネルギーの利用効率の低さが課題となっていた。

本発明は中心導体内部に高速ガスバルブを取り付け，電極先端部のガスノズルから中

空円錐状のガスパフを行うことにより，絶縁物の沿面放電によらずにガスに沿ってプラズ

マフォーカス放電を開始するものである。これにより，絶縁物の劣化が防止でき，再放電

を起こりにくくすることで入力エネルギーを増加させることができる。また，プラズマの軸方

向運動を減らすことにより入力エネルギーの利用効率を高めることができる。
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